中国科学院2021年仪器设备部门集中采购项目招标文件
微波等离子体金刚石沉积系统
1. 工作条件：
1.1 环境温度：10~35℃，建议24℃±3℃；
1.2 环境相对湿度：≤65%，无结露；
1.2 大气压力：86kPa～106kPa；
1.4 洁净度：不低于万级；
1.5 冷却水源：清洁软水，进水水温15-25℃,水压0.3-0.5MPa，水流量≥85L/min；
1.6 电源：AC380V±5%，三相五线制，50Hz，接地电阻≤4Ω；
1.7 环境中无腐蚀性气体；

2. 设备用途：
2.1 主要用于合成高质量单晶和大尺寸多晶金刚石。具有微波功率高、沉积面积大、沉积速率快、性能先进、稳定性高、使用方便、长时间稳定可靠运行等特点。

3. 技术规格：
3.1 微波功率源
3.1.1 主供电  400V AC±10% ，3相，50～60Hz；
3.1.2 输入额定功率：26.7kVA；
3.1.3 输出阳极电压/电流：-12.2kV DC/-1.8A；
*3.1.4 微波输出功率：15kW max CW；
*3.1.5 微波频率：2450MHz；
#3.1.6  微波输出的功率稳定性小于0.1%@稳态，微波输出的波动性小于1%；
3.1.7 冷却水要求：去离子水，流量≥6L/min，入口压力≤4Bar，入口温度：20～25℃；
3.1.8 风冷：温度小于30℃时，120m³/h或者温度30～45℃时，220m³/h；
#3.1.9  电源功能：开关式设计；输入具有过压保护；带有过温、冷却水流量、温度监测和连锁保护；输出有过压、过载保护，确保电源长期稳定工作；
3.1.10 接口控制：CAN通讯接口和模拟PLC控制接口。
3.2 微波头传输及模式转换系统
3.2.1 微波传输：BJ22环行器、BJ22水负载、BJ22手动销钉调配器、连接波导；
3.2.2 微波模式转换器：BJ-22模式变换器TE10-TEM；
3.2.3 匹配调节：BJ22短路活塞；
3.2.4 初级加热电路：电压400V±10%  AC  L/L2，频率50～60Hz，功率800VA；
3.2.5 控制电路：电压230V AC L/N ，频率50～60Hz，功率230VA；
3.2.6 E磁铁线圈电路：电压DC 72V ，功率432VA；
3.2.7 初级供电电路：电压12.2kV DC，功率21960VA；
3.2.8 冷却水分配：去离子水，磁控管＞10L/min，E磁铁＞3L/min，环流器＞5L/min，水负载＞10L/min，入口压力＜4Bar，入口温度20～25℃；
3.3 微波等离子体工作腔
*3.3.1  类型：环形腔
*3.3.2  微波馈入方式：下馈式
*3.3.3  工作模式：TM模式
3.3.4  内径：≥400mm
3.3.5  环形石英密封窗：245mm
3.3.6 腔盖开闭：电动控制
3.3.7  样品台外径：≥350mm
3.3.8  基片台外径：≥90mm
3.4 真空系统
3.4.1 涡轮分子泵：1200L/s；
3.4.2 双级旋片式真空泵：14L/s；
3.4.3 反磁控皮拉尼复合真空计：10-5~105Pa；
3.4.4 薄膜真空计：1000torr
*3.4.5  自动压力调节阀和控制器
3.5 气体MFC系统
3.5.1 气体类型和量程：H2（1slm）、CH4（100sccm）、O2（5sccm）、N2（5sccm）、Ar（100sccm）；
3.5.2 配高纯气体过滤器、1/4”EP管路、VCR接头等
3.6 冷却测温系统
3.6.1 基片测温：红外双色600-1800℃或红外双波长475-1475℃；
3.6.2 冷却水温度和流量监测：4-100L/min，0-110℃，每路冷却水均设监测。
3.7 控制系统
3.7.1控制方式：PLC控制，15寸触摸屏操作；
3.7.2 多重权限，支持自动或手动操作模式；
#3.7.2可实现微波功率参数、真空和工作气压参数、气体流量参数、基片温度、冷却水流量和温度显示和操作；实现微波功率、工作压力和基片温度的曲线显示和跟踪；实现自动控温和控压的运行；多段工艺参数自动运行，实现数据保存和导出；
#3.6.3功能保护：微波过流、过温、超压、缺水、气体异常等故障指示与报警、记录；
*3.6.4 微波泄漏：符合国家GB 8702-2014和GB 5959.6-2008标准要求
3.8 装备技术指标
#3.8.1  等离子体放电区域直径：≥90 mm；
#3.8.2  有效沉积区域直径：≥75 mm；
#3.8.3  极限真空：≤5×10-4Pa；真空干燥的气氛下，压升率：≤2 Pa/h；
真空漏率（He）：≤5×10-10Pa·m3/s；
#3.7.4  工作压力：0.5kPa~30kPa，控制精度：±15Pa；
#3.7.5 工作温度指标：600~1200℃，控制精度：±5℃；
*3.7.6  可靠性：正常工艺条件下的连续稳定工作时间＞60h。
3.8 材料工艺配套
*3.8.1  工艺技术经验：具有3年以上使用15kW下馈式微波等离子体CVD沉积系统合成毫米级10×10 mm2单晶金刚石和φ3 inch多晶金刚石的研发经验，并提供相关证明材料（不限项目、专利、文献等）；
*3.8.2  工艺配套服务：派专业的技术人员入驻调试设备并快速稳定单晶和多晶工艺，直至合成出符合验收标准的材料；
*3.8.3  材料验收标准：指导并培训合成出10×10 mm2单晶金刚石（5片），要求拉曼半高宽（FWHM）小于5 cm-1；同时完成φ3inch多晶金刚石的合成，拉曼半高宽（FWHM）要求6 cm-1左右。

4. 产品配置要求：
4.1 微波等离子体化学气相沉积（MPCVD）系统    1台
4.2 备件
4.2.1 环形石英微波密封窗    1件
4.2.2 石英介质环   1件
4.2.3 钼基台       1件
4.2.4 真空密封圈   1套
4.3 其它附属设备
风冷式冷水机      1台

5. 选购附件、备件及消耗品： 
无

6.  技术文件：
6.2一套中文或英文说明书在合同签定后45天内提供给用户。另一套完整的中文或英文说明书、维修说明书、线路图随仪器包装提供给用户。

7.  技术服务：
7.1 设备安装调试
7.1.1 仪器到达用户所在地后, 在接到用户通知后1周内执行安装调试直至达到验收指标。
7.1.2每台仪器的安装调试-验收期不应长于10个工作日。
7.2  技术培训
7.2.1 在用户所在地对用户进行1人、为期2周的免费培训。培训内容包括仪器的技术原理、操作、数据处理、基本维护等。
7.3 保修期：提供三年的免费保修，保修期自验收签字之日起计算。保修期满前1个月内卖方应负责一次免费全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。
7.4 维修响应时间：卖方应在24小时内对用户的服务要求作出响应，一般问题应在48小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决或提出明确解决方案，否则卖方应赔偿相应损失。
7.5 软、硬件升级：卖方应免费向用户提供自验收之后未来3年的仪器软件升级和优惠提供与之相关的硬件升级。

8. 订货数量：
 一台

9. 目的港：
 北京

10. 交货日期：
   合同生效后4个月内

11．执行的相关标准
无
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